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Gデバイス内容

• TIA-NMEMSの目指すもの

• グリーンMEMS８インチライン構築

• グリーンMEMSセンサノード開発

• グリーンMEMS製造技術
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Gデバイス

研究・コンセプトモデル プロトタイプ 量産試作プロセス 量産プロセス

東北大学
東京大学
名古屋大学
立命館大学 他

デバイスメーカ、装置メーカ
産総研、大学の連携で
Commercialization Gapを克服

これまでの産総研

民間ファンドリー群

Commercialization Gap

高付加価値
ニッチ

製
品
単
価
、
コ
ス
ト

製品個数

大規模DMD
大規模光スイッチ

宇宙用MEMS

少品種多量 多品種少量

ビジネス化ボー
ダーライン

サイエンスツール

大口径

集積化による
ビジネス化

プロセスフレ
キシブル化と
高信頼化

単独企業では困難な
大規模集積化

集積化マスプロ

潜在的
ロングテールニーズ

TIA-N-MEMSとオープンイノベーション
時代が求めるオープンイノベーション拠点

TIA-N-MEMS
の主な狙い

TIA-N(Nano & Network）-MEMS
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電力センサ塵センサ
感性センサ

体温センサ

生体適合センサ

防犯センサ

GMEMS
微細チップが社会を見守る

Global Monitoring for Environment 
Management and Security

Internet Web 
server

メンテナンスフリー
ユビキタスセンサ

超低消費電力MEMS
自己発電・給電素子

MEMSからGMEMSへ
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• TIA-NMEMSの目指すもの

• グリーンMEMS８インチライン構築

• グリーンMEMSセンサノード開発

• グリーンMEMS製造技術
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• 消費エネルギーのセンサネットによる見える化

• プロセス装置のオンライン化

– ガス薬品の環境負荷を計測

– 遠隔地ユーザの利便性向上

• 環境負荷（カーボンフットプリント）に比例した課金

• 作業員の安全モニタリング

～低炭素化・安全実証の場としても活用

グリーンMEMS８インチラインの構築
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Gデバイス①エネルギー見える化システム
MEMS用クリーンルームを実験場として、その中で設置されている各製造・評価装置、空調

装置などの電力量、温度、異物粒子、ガスなどを各種センサ群を用いたセンシングによりモ
ニタリングを行う設備・システムを構築！

②制御機能付き空調設備とクリーンルーム
フィードバック制御を想定した省資源に最も適したセンサネットワークシステムを検証する

ために一部のエリアに検証用空調設備を導入！

分電盤

制御盤

ガス管

CT
電力計群

アナログ計群

マスフロー

コントローラ

パルス変換

電力

温度
湿度
差圧

ガス 液体

超音波
流量計
UCM

環境

無線収集装置

スイッチング
ハブ

パーティクル
温湿度計群

無線通信装置

無線通信
装置

無線通信
装置

(有線接続可能)

無線
中継器

カメラor
人感センサ

S
A
R
A

O
A

冷凍機

F
F
U

行

還

還

還

設
備
冷
却
水

装置
装置

装置

設
備
熱
排
気

E
A

E
A

冷却塔

ﾌﾘｰｸｰﾘﾝｸﾞ

空調機

ｶﾞｽ
照明 照明 照明

温度

流量

圧力

ポンプ
(INV)

バルブ
(電動)

ダンパ
(電動)

無線センサネットによる情報収集 製造環境のエネルギー最適制御

約150ポイントの計測･みえる化システム 制御機能付き空調設備

センサネットクリーンルーム設備
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スマート空調制御システム
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• グリーンMEMS８インチライン構築

• グリーンMEMSセンサノード開発

• グリーンMEMS製造技術
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Gデバイス

低消費電力MEMSセンサ

Gate

M
U
Xアナログ

出力
センサ

基準電圧
生成回路

センサネット用アナログインターフェースLSI

PGA

クロック
生成回路 マイコンへ

DAC 8bit
（オフセット
調整用）

デジタルインターフェース回路
(SPI)

SLEEP

Busy

デジタル
補正用出力

ΔΣADC

ﾃﾞｼﾞﾀﾙ補正
SAR ADCM

U
X

発電デバイス 低消費電力センサインターフェイス

グリーンMEMSセンサノード開発
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Gデバイス

USB-Receiver
Electricity consumption of
Plasma TV was surprisingly
high.

受信器

センサ
センサ

6

家庭生活も間接的にモニタリング可能
→独居老人の見守りなどにも有効

・設置が容易

・配電盤の中で
も無線が有効

エネルギー消費の見える化と
無線クランプメータ
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Gデバイス

センサ端末仕様

・センサ仕様
電力測定範囲：0~1000 W 精度10 bit
大タイプ：0～10,000W
温度測定範囲:：-10℃～+65℃

・無線部使用
送信周波数：2404 MHz～2420 MHz
送信電力：1 mW
通信方式：パケット方式

・電源部
電池：1.5 V小型ボタン電池

（LR44, SR44, SR48など）
連続使用時間：約６０日（LR44）

（0.5 sec サンプリングの場合）
約600日（5secサンプリング推定

Clamp-on Type AC
Current Sensor
CTL-6-S32-8F-CL [1]

- Dimensions (mm): 18W x 25H x 18t
- Windng (Turn): 800
- Current Range (Recommended): 10 mA – 15 A

MCU
C8051F930 [2]

- Supply Voltage: 0.9 – 1.8 V (One-cell mode
operation)
- Built-in dc-dc converter with 1.8 – 3.3 V output
(65 mW max)
- Typical sleep mode current < 0.1 µA
- 10-Bit Analog to Digital Converter

Transceiver IC
nRF24L01 [3]

- 2.4-2.5 GHz ISM band
- Minimum supply voltage: 1.9 V
- Supply current in TX mode @ 0dBm output
power: 11.3 mA
- Supply current in Power Down mode: 900 nA

RF-IC

MCU

Tmep. Sensor

インタネット経由でデータ回収・モニタリング

MEMS技術に

よる小型化・
高性能化・

高効率小型マイクロコイルの開発

無線クランプメータと
モニタリングシステム



UMEMSME

Gデバイス

• TIA-NMEMSの目指すもの

• グリーンMEMS８インチライン構築

• グリーンMEMSセンサノード開発

• グリーンMEMS製造技術
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Gデバイス
開発目標

・SF6代替ガスの選定

・エネルギ消費の低減

→ モニタリング/フィードバック制御

を用いたエッチング高速化、形状の維持

SF6
（GWP:23600

）

代替ガス
（GWP＜1）

解決すべき課題と方針 目標達成へのアプローチ

SF6 ＋

現行 代替ガス＋
エネルギ消費
の低減

▲70％
以上

▲90％

以上

現状のＳＦ６ガスに対し、温暖化ガス排出量を９０％以上削減
可能とする最適代替ガスの選定指針を得る。

温
暖

化
ガ
ス
排
出
量

代替ガ
ス

低環境負荷型深堀エッチング
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Gデバイス

開発目標
チップサイズに依存しない集積化技術を実現する基盤技術として、250℃
以下で大気圧付近から真空雰囲気で封止できる接合プロセスについて検
討し、接合方式を決定する。

機能集積

単機能（ディスクリート）
MEMSデバイス

ウェハレベル集積

CMOS回路

各種MEMSデバイス

センサ素
子

ASIC

温度センサ

ジャイロ
加速度センサ

車両制御用

センサモジュール（例）

低環境負荷型集積化プロセス基盤技術
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Gデバイス
開発目標
設計・計測・ファブ環境情報において共有化する情報を類型化し、データ共

有化のためのデータォーマット、それに付随する基本ソフトウェアの開発を行
い、ＭＥＭＳ-ＴＥＧを用いてデータ交換および設計手法の検証を行う。また、
クリーンルームおよび製造・検査装置に関わる消費エネルギー、二酸化炭素
排出量など環境情報の収集管理の方法を決定する。

製造装置

原材料の環境負荷データ

電力使用量
消費材
etc..

製造プロセスの環
境負荷を評価

装置の環境
負荷データ

 MEMS構造設計 
パターン・レイ

アウト設計 

試
作 

プ
ロ
セ
ス
開
発 

MEMS 

量産製造 

計
測
・
検
査 

信
頼
性
評
価 

パターン・レイア
ウト情報 

フレームワーク  

マスクデータ生成 
パターン 
レイアウト 
マスク 

 

 

 
パターン 
レイアウト 

パターン 
レイアウト 
マスク 

設計・製造・検査情報の共有化 環境負荷情報の算出

スマートファブシステム
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Gデバイス

まとめにかえて

・MEMS製造プロセスの環境負荷の見える化と低環境
負荷製造プロセスの開発
・新MEMS８インチラインを活用したグリーンイノベー

ションのキーデバイスとしての超小型・超低消費電力
無線センサノードの開発
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